| SABANCI UNIVERSITESI
S U N U M NANOTEKNOLOJi ARASTIRMA
| VE UYGULAMA MERKEZi

TEKNiK SARTNAME-E-Beam Metal Kaplama Sistemi

Sistem Tanimi: Yari iletken, mikrosistem ve optoelektronik uygulamalarinda yliksek saflikta metal ve
dielektrik tabakalarin vakum altinda ince film olarak kaplanmasi amaciyla kullanilacaktir. Sistem tam
otomatik ¢alismali, yliksek vakum kapasitesine sahip olmali ve ince film kalinlik kontroli
saglayabilmelidir.

1. GENEL SARTLAR

- Sistem en az 4” ¢apinda wafer’larla uyumlu olmalidir.

- Kaplama sirasinda 6rnek 500C dereceye kadar sicaklik kontrolli olmalidir.

- Malzeme pota yapisi ¢cok cepli (en az 6 adet ve en az 7 cc hacimli) ve su sogutmali olmalidir.
- Sistem tam otomatik kontrollii olmalidir, manuel midahaleye olanak taniyan yapi
desteklenmelidir.

- Kurulum, devreye alma ve egitim yuklenici tarafindan saglanmalidir.

2. TEKNiK OZELLIKLER

2.1 Vakum Odasi ve Govde

- Vakum odasi 6n kapagi vakum odasi icine rahatca erisilebilir sekilde olmaldir.
- izleme penceresi olmali ve koruyucu shutter’larla donatilmis olmalidir.

- i koruyucu liner (ceket) ile donatilmis olmalidir.

2.2 Vakum Sistemi

- Turbo molekiiler pompa minimum 800 |/s olmaldir.

- On pompa kuru tip pompa olmalidir ve minimum 30 m3/h kapasite olmalidir.

- Uygun vana ve hortum baglantilari ile kurulu ve test edilmis halde teslim edilmelidir.
- Nihai vakum 5x1077 mbar degerinden iyi olmalidir.

2.3 Elektron Isini Kaynagi ve Gii¢ Kontrolii

- Glic kapasitesi en az 6 kW, hizlandirma voltaji: 4-10 kV olmalidir (refrakter metalleri (refractory
metals) kaplamaya uygun gii¢ ve hizlandirma voltajina sahip olmalidir).

- Cok cepli (multi-pocket) kaynak sisteminde en az 6 adet, en az 7 cc hacminde (tercihen 7cc ) ¢cok
cepli crucible yapisi, motorlu indeksleyici (pota ¢evirici) olmahdir.

- Glvenlik sistemleri olarak en az bir kapi anahtari (door interlock switch) ve topraklama ¢ubugu
olmahdir.

- Kontrol Unitesi ve uzaktan kontrol cihazi (Remote Operation Box/Handheld Controller) icermelidir.

2.4 ince Film Kalinhk Olgiimii

- Sistem kaplanan ince filmler igin kalinlik izleme sistemine sahip olmalidir.

- Frekans ¢oziinlrliigii < 0.1 Hz, PID kontrollii kaplama olmali ve kalinlik hassasiyeti en az +0.1 A
olmahdir.

- Altin kaph kuvars kristaller ve sensér basliklari ile birlikte saglanmahdir.

- Sistem recete ile belirlenmis incefilm kalinligina ulastiginda otomatik olarak kaplama islemini
durdurmalidir. Otomatik shutter sistemi icermelidir. Gerektiginde shutter manuel olarak kontrol
eilebilmelidir.
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2.5 Substrat Tasima ve Isitma Unitesi

- Substrat tablasi en az 4” capina kadar desteklemeli, su sogutmali ve isitmali olmalidir.
- Isitma sicakhgi 500°C cikabilmelidir ve PID kontrolli olmalidir

- Doner tabla hizi en az 0-20 rpm araliginda ayarlanabilir olmalidir.

2.6 Elektrik ve Yazilim Kontrol Kabini

- Sistemi kontrol edecek kullanici dostu dokunmatik ekran ve PLC sistemi olmalidir (tercihen
windows isletim sistemine sahip olmali).

- Regete tanimlama, veri kayit sistemi ve tercihen kullanici yetkilendirmeleri olmalidir.

- Yazilimda otomatik pompalama, bosaltma, kalinlk takibi, sicaklik, 6rnek dénis hizi ayarlari ve ilgili
proses parametreleri olmaldir.

- Operator alaninda acil durum butonu bulunmalhdir.

3. PERFORMANS KRITERLERI

- Baz vakum <5 x 1077 mbar olmaldir.

- Film kalinlik tekdizeligi (uniformity) 4” wafer Gzerinde en fazla +%5 olmalidir.
- Isitma sicaklik sapmasi en fazla +1°C olmalidir.

4. GARANTI VE SERVIS

- Sistem minimum 24 ay garanti kapsamina sahip olmalidir.

- Teknik destek (yedek parga ve isgilik) en az 10 yil boyunca sunulmalidir.

- Ariza durumunda en ge¢ 10 giin iginde miidahale edilebilecegine dair belge sunulmalidir.

- Ariza durumunda; uzaktan midahale en ge¢ 2 glin, yerinde miidahale en ge¢ 10 giin icinde
gerceklestirilecegine dair belge sunulmalidir.

- Egitim ve kurulum hizmeti teklif kapsaminda verilmelidir.

5. TESLIMAT VE EGITIM

- Cihazin kurulumu, testleri ve ilk kullanici egitimi yiklenici tarafindan saglanmalidir. Kurulum sonrasi
yerinde egitim en az 2 glin olmalidir.

- Teslimat stiresi 10 ay1 gegmemelidir.

- Egitim belgeleri, kullanici kilavuzlari ve bakim dékiimanlari Tiirkce ve/veya ingilizce olmalidir.
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